半导体所技术安全工作管理办法
第1章 总则

第1条 为了保障所的安全科研生产，强化监督管理，确保技术重点部位的安全，防范各类事故的发生，在全所创造一个安全、健康、稳定的工作环境，特制定本办法。

第2条 所安全委员会是所技术安全工作的领导机构，所办公室是办理涉及技术安全各项具体工作的主管部门。

第2章 技术安全重点部位

第三条 重点部位是安全科研生产工作的重要部分，是指：在科研生产过程中大量使用（储存）化学危险物品、放射性物品、压力容器以及特种设备的实验室、场所（库房）。

第四条 重点部位具体分布：

MOCVD设备（使用氢化物源）：三号楼超净线内3台；二号楼四层A区1台。

      MBE设备：二号楼一层中部6台；三号楼超净线内1台。

      废液库：北大门里东南角。

      化学品库：12＃建筑。

      气体站（包括各氢气房与充氢气间）：16号建筑和3＃、4＃周边。

      重腐蚀间：三号楼超净线内2间，1＃111、211、315等。

      中心配电室：10＃建筑。

        污水处理系统：16＃建筑内及16＃建筑南侧。

废气处理系统：1＃8层及2＃楼顶。
第五条 各技术安全重点部位必须建立切实可行的技术安全规章

和事故（人身、设备、房屋等）防范对策，要求所有有关

人员必须熟知并严格执行。

第3章 巡查制度

第六条 所办公室会同相关部门定期（至少每一个月一次）对技

术安全重点部位进行巡查，做好巡查记录，对各种不安全

因素、不安全行为或存在的安全隐患要及时纠正，提出切

实有效的整改措施，限期进行整改。

第七条 巡查内容：检查各类安全制度是否建立健全并张贴在工

作区域明显处，有关人员是否熟知，各项工作记录是否齐

全，各种安全设施是否运行正常有效。

第4章 建立教育与责任机制

    第八条 所安全委员会责成所办公室与各技术安全重点部位建立三级安全教育机制，即“入所安全教育、入室安全教育、入组安全教育”，对具体从事技术安全工作的人员进行岗前教育、上岗培训、持证上岗，其中凡涉及国家和地方劳动安全部门规定要求持证上岗的，按照国家和地方劳动安全部门相关规定办理。

    第九条 所安全委员会会同各技术安全重点部位建立安全科研生产和防范安全事故工作责任制，各单位、各部门、各课题组负责人是本部门安全科研生产工作的第一责任人，代表本部门同所签订科研生产安全责任书，使责任真正落实到人、落实到位。

    第十条 对发生的各类事故，要严格遵照“三不放过”原则，即：“事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。”所安全委员会将追究事故当事人和有关负责人的责任，必要时，直至追究其法律责任。

第5章 附则

第十一条 本办法解释权在所安全委员会。

第十二条 本办法自公布之日起施行。
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